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１．概要（Summary） 

膜状熱電発電デバイスは，環境発電デバイスの 1 つで

ある．特に，紫外から近赤外までの広い波長域の光を有

する太陽光は，現在光電変換のエネルギー源として用い

られているが，従来のシリコン系太陽電池を用いた近赤

外光の応用は困難である．本研究では，環境中の近赤外

光をエネルギー源とする，微小レンズ付膜状熱電発電デ

バイスを提案し，その作製と評価を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザ描画装置一式，小型微細形状測定機一式 

【実験方法】 

Fig. 1 に，膜状熱電発電デバイスの作製プロセスを示

す．レーザ描画装置（利用装置）を用いてフォトマスクを作

製し，マスクアライナ（研究室所有）を用いて，ガラス基板

上にレジストパターンを作製した(a)．次に，高周波マグネ

トロンスパッタ装置を用いてBi2Te2.7Se0.3（n型）膜（厚さ 1 

m）を成膜した．成膜後，アセトンでレジスト剥離した(b)．

再度，レジストパターンを作製し(c)，Bi0.5Sb1.5Te3（p 型）

膜（厚さ 1 m）をスパッタ成膜，レジスト剥離を行った(d)．

電極薄膜 Cu（厚さ 500 nm）をリフト・オフ形成した(e，f)．

真空加熱を行い，熱電膜を規則化した後，微小ボールレ

ンズを設置した．熱電膜はXRD解析により結晶構造評価

した．膜厚等形状評価は小坂微細形状測定機（利用装置）

を用いた． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した膜状熱電発電デバイスを Fig. 2 に示す．設

計通りの膜厚 1 m の熱電膜を成膜した．Bi0.5Sb1.5Te3

（p 型）と Bi2Te2.7Se0.3（n 型）膜の XRD スペクトルから，

熱処理によりそれぞれ規則化したことが確認できた．今

後，熱電発電特性を評価する予定である． 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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Fig. 2 (a)Photo and (b)optical microscope image 

of thin-film TE generator. 
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Fig. 1 Fabrication process of thin-film 

thermoelectric (TE) generator. 


